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ABSTRACT 

Der Beitrag beschreibt die Kalibrierung der Biegesteifigkeit von AFM Cantilevern mit der 
Messeinrichtung der PTB sowie eine Vergleichsmessung mit einer von der TU Ilmenau 
verbesserten Messeinrichtung, bei der die Auslenkungsmessung der Cantilever 
laserinterferometrisch erfolgt. Die erzielten Messunsicherheiten werden diskutiert. 

Index Terms – AFM Cantilever, Beigesteifigkeit, Kalibrierung, 
Kompensationswaagen 

1. EINLEITUNG

Rasterkraftmikroskope (AFM) werden in der Nanometrologie nicht nur für hochauflösende 
dimensionelle Messungen, sondern auch für hochauflösende mechanische Messungen, bspw. 
des E-Moduls oder der Härte von Nanoobjekten, eingesetzt. Die für diese Messungen 
benötigte Antastkraft wird dabei durch Multiplikation der Cantileverauslenkung mit der 
Biegesteifigkeit des Cantilevers berechnet. Standardmäßig wird die Biegesteifigkeit in vielen 
AFMs mit Hilfe der Thermal Vibration Methode bestimmt, die erfahrenen Nutzern 
Unsicherheiten der gemessenen Biegesteifigkeit bis auf 20 % erlaubt. Neben diesem 
Verfahren sind in der 2015 erschienen ISO Norm 11775 weitere Methoden zur AFM 
Biegesteifigkeitsbestimmung aufgeführt. 
Wird eine geringere Unsicherheit der gemessenen Kraft benötigt, können vom Hersteller 
kalibrierte Cantilever mit Unsicherheiten der Biegesteifigkeit von 10 % kommerziell 
erworben werden [1]. Noch kleinere Unsicherheiten werden bei der Kalibrierung der 
Biegesteifigkeiten von AFM-Cantilevern mit Kompensationswaagen erhalten [2]. Der Beitrag 
beschreibt die Messeinrichtung der PTB, eine Vergleichsmessung mit einer von der TU 
Ilmenau verbesserten Messeinrichtung [3], bei der die Auslenkungsmessung der Cantilever 
laserinterferometrisch erfolgt und stellt die erzielten Messunsicherheiten vor. 
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